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Inventia se referd la aparate sensibile la gaze, in special la sesizori de gaze toxice pe baza de semiconductori.

Esenta inventiei constd in aceea ca sesizorul de gaze toxice pe baza peliculelor subtiri de semiconductori contine un
substrat izolator pe care este depus un strat sensibil la gaze din semiconductor calcogenic ce contine telur sau aliajele lui.
Pe stratul sensibil sunt depusi doi electrozi metalici, situati longitudinal sau transversal.

Rezultatul inventiei consta in realizarea unui sesizor cu viteza de reactie ce functioneaza la temperatura camerei.



